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压阻技术(PIEZORESISTIVE)

背景
在50年代后期，霍尼韦尔技术中心完成了

关于硅扩散层压阻性的基本研究，霍尼韦

尔第一个压阻器件的运用是在航天部门的

加速度计方面。SSED固态电子部，现改

为霍尼韦尔固态电子中心(SSEC)，成立于

60年代中期，是霍尼韦尔内部专门研究用

于霍尼韦尔系统固态电子技术的机构，最

早的一个研究便持续的开发硅层的压阻特

性及设计参数。

SSED早在1960年就制造出了第—个压阻

传感器。航天部门推出了气压计传感器用

于道格拉斯的DC—10飞机的机载计算机

系统上，传感器的压力信号输入数字空气

数据采集系统用来指明飞机高度。从1972

年起，压力传感器被霍尼韦尔工业过程控

制部所采用，测量从低于 1psig到高于10,

000psig的工业压力。今天，SSEC的压阻

传感器被运用于霍尼韦尔著名的 ST3000

系列变送器。

从 1972年起， MICRO SWITCH开始研究

压阻器件的特性以作为其他技术开发的基

础，从1972年到1976年，因为当时难得的

机会，MICRO SWITCH大多数的努力集中

在与汽车制造厂的联合开发上，这段经历

是我们能转入其他市场良好的基础。从

1977年起， MICROSWITCH将压阻传感器

的装备转移至德州Richardson的工厂，这

个工厂还制造其他全部硅传感器：霍尔、温

度、气流、红外光电元件，这使 MICRO

SWITCH具备了完善的从纯硅的最终产品

的工艺制造能力。

概述
半导体的硅阻效应可被描述为 -由膜片上施

加的压力而引起的阻值变化。因此固态的电

阻可被用做压力传感器，与应变片很相似，

但有重要的区别。

硅的灵敏度、或压力系数，大约是应变片的

100倍，压阻被移植在同类的单晶体硅片媒

介上，被移植的压阻融入压力传感体之中。

一般，其他应变片与不同物质相粘结后，由

于热弹性物的拉缩和复杂的工艺，绝大数的

应片都有潜在的不稳定性 -由于粘带的老化

和热弹性物的伸缩引起的温飘和迟滞。

硅是接收应力理想的材料。硅是完美的晶

体，它不会永久的伸展，在应力消失后，又

会恢复到原来的形状。作为压力传感膜片，

硅优于金属。因为硅在工作范围内有着特别

好的弹性，通常只有硅片破裂时才停止正常

工作。


